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eine Halbschattenplatte. Bei ihrer Anwendung sind die sonst
nacheinander notwendigen Einstellungen des gewiinschten Inter-
ferenzzustandes nebeneinander méglich. Ohne Halbschattenplatte
lassen sich Gangunterschiede auf 2 bis 4 nm reproduzieren,

mit Halbschattenplatte steigt die Reproduzierbarkeit auf etwa

1 nm. | o

Un die subjektiven FEinfliisse vollstdndig zu eliminieren und die
Leistung der Gerdte voll auszuschopfen, wurde das Zusatzgerit
VELOMET 2 entwickelt. Es gestattet auf fotoelektronischem Wege
die Indikation der bei der lMessung vorzunehmenden Abgleich~
vorginge. Die zum MeﬁVorgang notwendigen Informationen zeigt
ebenfalls das Bedienpult DIGIMIN an. Im Vergleich zum Vorginger-
gerdt ist das VELOMET 2 sehr einfach zu handhaben. Es ermoglicht
bei der Durchfilhrung von MeBreihen, den Gangunterschied in Ab~
hiéngigkeit von den Objekteigenschaften an Objekteinzelheiten

mit einem Durchmesser 2 0,8,un und einer Standardabweichung
der Binzelmessung bis zu 0,5 nm zu reproduzieren. Bei dieser
geringen Unsicherheit reicht in den meisten Fdllen eine Einzel-
messung aus, so dal gegeniiber visuellen Messungen ein beacht-
licher Zeitgewinn erzielt wird. Uber den Hellfeldstrahlenzang
erlaubt das VELCHMET 2 einfache fotometrische Messungen im weifien
und monochromatischen Licht.

Zur Herstellung von Mikrofotografien kommen die Varianten des
Aufsetz-Kamera-Systems mf-AKS 2 zum Einsatz.

Das JENAPOL interphsako fiir durchfallendes Licht findet.in der
Biologie, Medizin, Chemie, Umweltforschung, Glas- und Keramik-
industrie, Petrographie und Kristallographie Anwendung. So konnen
z. B. die richtungsabhingigen Brechungsindizes anisotroper Sub-
stanzen interferometrisch bestimmt werden, nachdem im Polari-
sationsstrahlengang die Objektorientierung.  erfolgt ist.

Als Auflichtmikroskop eignet sich das JENAPOL interphako in der
Chemie, Kristallographie u.a. Gebisten. So lassen sich z. B.

mit einer neuartigen lMethode Brechzéhlmessungen an liickenlosen
Kornverbidnden durchfiihren. '
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Als besonders vorteilhaft erweist sich die Anwendung der

rechnergestiitzten Ergidnzungseinrichtung RETARMET 2, die beil

'jeder interferenzmikroskopischen oder polarisationsmikrosko-
pischen Messung die gewonnenen Daten statistisch aufbereitet

und u. a. stets den aktuellen MeBfehler signalisiert.

Kurzfaésung

Polarisatidns-'und InterferenzmikroskoPIJENAPOL interphako
fiir Durch— und Auflichtuntersuchungen

Das JENAPOL interphako fiir Durch~ und Auflichtuntersuchun-
gen der Reihe JENA-MIKROSKOPE 250-CF vereinigt die Vor-
ziige eines Polerisations~ und Interferenzmikroskops in
einem Gerdt. Ein neuartiger Polarisationstubus gestattet
das Erweitern von Polarisation zuf polarisationsunempfind-
liche Interferenz, die mit Hilfe eines modifizierten Mach~
Zehnder-Shearinginterferometers erzeugt wird.

Ein digitalisierter Phasenschieber ermtglicht Gangunter-
schiedsmessungen bis etwa 5000 nm bei einer Aufldsung von
0,5 nm. Die Anzeige erfolgt mit der Bedieneinheit DIGIMIN,

Piir Nessungen bis zu 45 Wellenldngen dient ein Grobphasen-

gschieber.

Mit dem Zusatzgerdt VELOMET 2 1E8t sich der lLieBvorgang

objektivieren. Besonders vorteilhaft ist die gleichzeitige

Anwendung der rechnergestiitzten Zusatzeinrichtung RETARMET

die die gewonnenen lMeBwerte statistisch aufbereitet.

Als qualitative Durchlicht-Kontrastverfahren sind Grenz-

guﬁgglfeld, positiver und negativer Phasenkontrast durch-
i are.
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